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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest przystawka pomiarowa przeznaczona zwtaszcza do pomia-
réw prowadzonych za pomoca elipsometru.

W sktad standardowego wyposazenia elipsometru wchodzi stolik, ktéry posiada mozliwos¢ prze-
suwu w kierunkach x i y. Plytki czy tez badane struktury, ze wzgledu na ich mate wymiary, mocuje sie
najpierw na pomocniczych ptytkach pomiarowych na przyktad za pomocg klejenia. Nastepnie na takich
ptytkach, wykonanych najczesciej ze szkta, sg one przenoszone i umieszczane na stoliku elipsometru,
gdzie sg odpowiednio pozycjonowane.

Rozwiniete metody optyczne w diagnostyce pomiarowej materiatéw opierajg sie na informacjach
pozyskiwanych réznymi metodami. W zakresie pomiaréw optycznych do najczesciej stosowanych na-
lezg pomiary wykonywane na spektrometrze Ramana, na mikroskopie sit atomowych (AFM) oraz na
profilometrze i elipsometrze optycznym. W pomiarach tych istotnym jest aby informacje pomiarowe po-
chodzity z tego samego obszaru. Zebrane w ten sposdb dane pozwalajg na wiarygodng obserwacje
pojedynczych artefaktéw na powierzchni wybranego obszaru prébki, jak i na ocene rozrzutu jakosci
catej powierzchni. Pozyskane informacje sg pomocne w optymalizacji procesu produkcji materiatow
i lepszego poznania proceséw zachodzgcych na powierzchni, a co za tym idzie poprawe jakosci produ-
kowanego materiatu. Znanych jest wiele rozwigzarn pomocnych w rozwigzywaniu problemow zwigza-
nych z odpowiednim pozycjonowaniem badanego materiatlu podczas prowadzonych pomiaréw. Na
przyktad z opisu zgtoszenia CN208902761U znany jest uchwyt stosowany przy pomiarach prowadzo-
nych na mikroskopie AFM, ktéry jest kompatybilny z mikroskopami AFM o réznych konstrukcjach.
Z opisu zgtoszenia CN105891549A znany jest system, w ktérym sondy badawcze mozna przetgczaé
na rézne funkcje, ktére pozwalajg, miedzy innymi, na réznorodne badanie powierzchni materiatéw. Ze
zgtoszenia W02019200983A znane jest skomplikowane urzgdzenie (stosowane gtéwnie na mikrosko-
pie AFM), ktére przetgcza sonde obrotowg mikroskopu zwiekszajgc spektrum pomiarowe tak, aby funk-
cje takie jak skanowanie topografii powierzchni, analiza widma Ramana, wyszukiwanie mikroskopowe
itp. byty prowadzone w tym samym srodowisku.

Celem wzoru uzytkowego byto opracowanie przystawki pomiarowej do elipsometru, ktéra bytaby
przystawka na tyle uniwersalng, aby jej czes$¢ zawierajgcg mierzony material/strukture mozna byto fatwo
zdemontowac i przenies¢ do innego urzgdzenia pomiarowego.

Przystawka pomiarowa przeznaczona zwtaszcza do pomiaréw prowadzonych za pomocg elipso-
metru, charakteryzuje sie tym, ze ma podstawe w ksztalcie prostopadtosciennej, z zaokragleniem na
jednym dtuzszym boku, ptytki z prostokgtnym wybraniem na $rodku gérnej powierzchni, w ktérym to
wybraniu umieszczona jest ptytka podtozowa dla badanego materiatu, przy czym piytka podtozowa ma
obok miejsca sytuowania badanego materiatu pozycjonujacy element znacznikowy ,A”, do pozycjono-
wania badanego materiatu, ponadto ptytka podstawy ma od géry, przy krawedzi jednego krétszego boku
i zakonczeniu prostokgtnego wybrania, dwa otwory ze $rubami mocujgcymi, a z drugiej strony, przy
zakonczeniu wybrania, ma element sprezysty wyposazony w dwa otwory ze Srubami mocujgcymi, na-
tomiast w jednej Sciance bocznej ptytki podstawy, w odlegtosci mniejszej niz dtuzszy wymiar ptytki pod-
tozowej, znajdujg sie dwa, dochodzgce do scianki bocznej wybrania, otwory ze srubami regulacyjnymi.

Przedstawiona przystawka ma szereg zalet, a do najwazniejszej nalezy tatwos¢ przenoszenia
i pozycjonowania ptytki podtozowej zarbwno podczas pomiaréw elipsometrycznych, jak i podczas po-
miaréw prowadzonych na innych stanowiskach pomiarowych.

Przystawka wedtug przedmiotowego wzoru uzytkowego, zilustrowana na rysunku, ma podstawe
w ksztafcie prostopadtosciennej plytki 1, ktéra od gory, w swojej Srodkowej czesci, posiada prostokatne
wybranie 2, w ktorym umieszczona jest ptytka podtozowa 3 zawierajgca poddawany pomiarom badany
materiat 4. Ptytka podtozowa 3 ma obok miejsca sytuowania badanego materiatu 4 element znaczni-
kowy ,A”, wedtug ktérego nastepuje pozycjonowanie badanego materiatu 4 zaréwno w podstawie,
tj. ptytce 1, przystawki, jak i po przeniesieniu ptytki podtozowej 3 do innych urzadzen pomiarowych.
Identyfikacja miejsca pomiarowego w badanym materiale 4 polega na wyzerowaniu wspotrzednych
(sktadowych) X i Y na kazdym z tych urzgdzen, a nastepnie ustaleniu przed pomiarami, ze srodek ob-
szaru badanego materiatu, jest oddalony od miejsca zerowania o okreslong, znang wielko$¢. Plytka
1 ma od gory, przy krawedzi jednego krotszego boku i zakonczeniu wybrania 2, dwa otwory 5 ze Srubami
mocujgcymi ptytke 1 do stolika urzgdzenia pomiarowego (elipsometru). Natomiast z drugiej strony, przy
zakonczeniu wybrania 2, ptytka 1 ma element sprezysty 6 dociskajacy ptytke podtozowag 3 do krétszego
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boku wybrania 2. Element sprezysty 6 mocowany do ptytki 1 za pomocg srub umieszczonych w otwo-
rach 7. Ponadto, w Sciance bocznej ptytki 1 znajdujg sie dwa, dochodzace do $cianki bocznej wybrania
2, otwory 8, w ktérych umieszczone sg sruby regulujgce potozenie ptytki podtozowej 3 w wybraniu
2 poprzez jej docisniecie do przeciwlegtej krawedzi wybrania 2. Wybranie 2 ma réwniez trzy podciecia
9 utatwiajgce wyjecie ptytki podtozowej 3 z wybrania 2.

Dla prawidiowego przeprowadzenia pomiaru nalezy najpierw stabilnie zamocowacé ptytke 1, za
pomocg elementéw mocujgcych (Srub czy wkretéw) umieszczonych w otworach 5, do stolika elipsome-
tru. Nastepnie przykleja sie badany materiat 4 do ptytki podtozowej 3, a po jego przyklejeniu ptytke
podtozowg 3 umieszcza sie w wybraniu 2 i za pomocg $rub w otworach 8 unieruchamia sie jg w ptytce
1 w kierunku dtuzszego boku wybrania 2, zas za pomocg elementu sprezystego 6 unieruchamia sie
ptytke 3 w kierunku krétszego boku wybrania 2, pozycjonujgc jednoczesnie jej potozenie wzgledem
elementu znacznikowego ,A”.

Zastrzezenie ochronne

1. Przystawka pomiarowa przeznaczona zwtaszcza do pomiaréw prowadzonych za pomocg elip-
sometru, znamiennatym, ze ma podstawe w ksztatcie prostopadtosciennej, z zaokragleniem
na jednym dtuzszym boku, ptytki (1) z prostokatnym wybraniem (2) na srodku goérnej po-
wierzchni, w ktérym to wybraniu (2) umieszczona jest ptytka podtozowa (3) dla badanego ma-
teriatu (4), przy czym ptytka podtozowa (3) ma obok miejsca sytuowania materiatu (4) pozy-
cjonujgcy element znacznikowy ,A”, do pozycjonowania badanego materiatu (4), ponadto
ptytka (1) ma od gory, przy krawedzi jednego krétszego boku i zakonczeniu wybrania (2), dwa
otwory (5) ze srubami mocujgcymi, a z drugiej strony, przy zakonczeniu wybrania (2), ma
element sprezysty (6) wyposazony w dwa otwory (7) ze Srubami mocujgcymi, natomiast
w jednej sciance bocznej ptytki (1), w odlegtosci mniejszej niz dluzszy wymiar ptytki podtozo-
wej (3), znajdujg sie dwa, dochodzgce do scianki bocznej wybrania (2), otwory (8) ze srubami
regulacyjnymi.
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